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【手続補正書】
【提出日】平成28年2月15日(2016.2.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本開示は、蒸着等に用いられるマスクに加える応力を調整する蒸着用マスク、これを用
いた表示装置の製造方法に関する。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　本開示の第４の表示装置の製造方法では、上記本開示の第４の蒸着用マスクを用いて有
機層を形成するようにしたので、精度良く有機層のパターンを形成することができ、パネ
ルの高精細化につながる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４２】
　調整機構４０は、支持部材３０を介して、可動部材２０Ｘ，２０Ｙ（即ちマスク本体５
５）に張力（引っ張り力）を加える引きボルト４１と、押圧力を加える押しボルト４２と
を備える。図５は、この調整機構４０付近のＸＹ平面構成を表したものである。図６Ａは
、図５におけるII－II線断面図であり、図６Ｂは、図５におけるIII－III線断面図である
。尚、ここでは、可動部材２０Ｘ，２０Ｙのうち、可動部材２０Ｙに設けられた調整機構
４０を例に挙げて説明する。また、図６Ａおよび図６Ｂでは、マスク本体５５と可動部材
２０Ｙとの溶接ポイントをＬで示している。
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